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Przedmiotem wynalazku jest uklad optyczny urzadzenia
do zliczania mikroobiektow przeznaczony do wytwarzania
$wietlnego obszaru pomiarowego.

W dotychczasowych znanych urzadzeniach stosowano
pojedyncze uklady optyczne zawierajace od strony oswiet-
lajacej zarowke z reflektorem oraz typowy zespol soczewek
i przyston, ktére ksztaltowaly przestrzeri pomiarowa
o0 ograniczonej obj¢tosci rzedu kilku milimetréw szescien-
nych. W takiej pojedynczej przestrzeni pomiarowej doko-
nywano zliczania mikroobiektow.

Na ogol przekrdj przestrzeni pomiarowej jest mniejszy
od obszaru przez ktéry porusza sie badany zbiér mikroo-
biektéw i wowczas stosuje si¢ sondowanie tego obszaru
w warunkach ustalonego przeptywu tak, aby mozna bylo
na podstawie otrzymanych wynikéw okresli¢ caly zbiér
mikroobiektow przeptywajacy przez dany obszar. Ze
wzgledu na zmieniajace sie dynamiczne warunki przepty-
wu porniar byt ucigzliwy i mato dokladny. Na zwiekszenie
doktadnos$ci pomiaru poza innymi czynnikami ma decydu-
jacy wplyw zmniejszenie stopnia koncentracji badanych
zbioré6w mikroobiektow. Zmiane koncentracji najlatwiej
mozna otrzymac przez zwigkszenie obszaru, w ktorym
zawarta jest czynna powierzchnia pomiarowa okreslona
pojedynczym ukladem optycznym. Ta droga nie zawsze
jest mozliwa do realizacji przy dotychczasowych ukladach
pomiarowych i stanowi ich gléwna wade.

Celem wynalazku jest uniknigcie podanych wad iniedo-
godnosci przez zbudowanie uktadu umozliwiajgcego zli-
czanie mikroobiektéw w dowolnie duzym obszarze pomia-
rowym wyznaczonym przez calkowity przekréj kanalu.
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Uklad wedlug wynalazku sklada sie od strony o$wietla-
jacej ze Zrodla $wiatla i szeregu wezidéw optycznych, z kté-
rych kazdy zawiera pryzmat kierujacy promienie §wietlne
poprzez obiektyw od wnetrza lawy optycznej, prostopadle
do jej osi a obiektywy sg zestawione swymi obrzezami
bezposrednio jeden obok drugiego i sg zogniskowane po-
przez pryzmaty na zrédle swiatla, za§ po przeciwleglej
stronie lawy optycznej na przedluzeniu osi optycznej
obiektywéw, znajdujg si¢ dodatkowe uklady optyczne,
ktoérych soczewki skupiajgce sa ustawione identycznie jak
obiektywy, przy czym soczewki skupiajgce ogniskuja

" wiazki $wiatla na czynnych powierzchniach fotoele-

mentow.

Tak skonstruowany uktad pozwala na tworzenie dowol-
nie duzych swietlnych powierzchni pomiarowych sklada-
jacych sie z pojedynczych plaszczyzn, ktére mozna zesta-.
wiaé wzaleznos$ci od potrzeb narzuconych metodyka po-
miaru. Zapewnia to jednoczesne objecie pomiarem catych,
dostatecznie duzych zbioréw mikroobiektéw, przy czym
poszczego6lne mikroobiekty moga poruszaé sie po réznych
torach. Oswictlenie calej powierzchni pomiarowejzjedne-
go zrodla swiatla zapewnia w kazdym miejscu §wiatto
o jednakowym natezeniu i stanowi o prostocie konstrukcji.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykladzie
wykonania rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia widok
lawy optycznej od strony o$wietlajgcej, a fig. 2 przedstawia
przekréj lawy optycznej wzdluz linii A-A zaznaczonej na
fig. 1. Lawa optyczna 1 jest wykonana w postaci rury
o przekroju identycznym z przekrojem kanatu 2, w ktérym
poruszajg si¢ mikroobiekty unoszone przeptywajacym ga-
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zem. Lawa ta jest ustawiona pomiedzy odcinkamikanatu 2
i zapewnia ciaglosé przeptywu przez kanat 2.

Do tawy 1 z jednej strony zamocowany jest zesp6t wez-
16w optycznych 3 zogniskowanych we wspélnym punkcie
i formujgcy wiazki swiatla 4, za$ z drugiej strony zespé6t
dodatkowych uktad6éw optycznych 5. Zespot weziéw opty-
cznych 3 oswietla jedna zaréwka 6 umocowana do tfawy 1
w regulowanej oprawee 7 na dwéch sworzniach 8. Zaréw-
ka 6 umieszczona jest we wspolnym ognisku poszczegdl-
nych wezléw optycznych 3. -

W Scianach lawy optycznej 1 wycigte s kanaly 9 w celu
przepuszczenia Swiatla. Wezel optyczny 3 sklada sie
z pryzmatu 10, kierujacego promienie swiatta do wnetrza
iawy optycznej 1 zamocowanego na ruchomym ramieniu
11 iz obiektu 12 zamocowanego na suporcie 13. Konstruk-
cja wezta optycznego 3 zapewnia calkowitg przestrzenng
. regulacje osi optycznej. Dodatkowy uklad optyczny 5 skla-
" da sie z asfery 14 zamocowanej w widlastym korpusie 15
i oslonietej z kierunku padania réwnoleglej wigzki swiatla
4 regulowanymi przystonami 16. Fotoelement 17 zamoco-
wany jest na ruchomym suporcie 18 polgczonym z korpu-
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sem asfery 15. Asfera 15 ogniskuje wigzke $wiatta 4 na
czynnej powierzchni fotoelementu 17, Obiektyw 12 i asfera
14 wykonane sg z centralnej czesci osiowo-symetrycznych
soczewek.

Zastrzezenie patentowe

Uklad optyczny urzgdzenia do zliczania mikroobiekt6w,
znamienny tym, Ze od strony o§wietlajgcej ma szereg wez-
16w optycznych (3), z ktérych kazdy zawiera pryzmat (10)
kierujacy prostopadle promienie §wietlne poprzez obiek-
tyw (12) do wnetrza fawy optycznej (1), przy czym obiekty-
wy (12) sg zestawione swymi obrzezami bezposrednio je-
den obok drugiego i sa zogniskowane poprzez pryzmaty
(10) na Zréodle swiatta (6), zas po przeciwleglej stronie lawy
optycznej (1) na przediuzZeniu osi optycznej obiektywow
(12) znajdujg sie dodatkowe uklady optyczne (5), ktérych
soczewki skupiajace (14) s ustawione tak jak obiektywy
(12), przy czym soczewki skupiajace (14) ogniskujg wigzki
$wiatla (4) na czynnych powierzchniach fotoelementéw ,
(17).

N

T 3

7/

SN

P77 T ¢

Fig 2

Ski k ang‘%‘v]_(D?’, zam. 6148
Diu \ _r 125, ﬁlﬁl‘
Rz AfEsan

Urzedw Potentmuago |
Polskiey Rzeczyposparyy Luawej
- e s

—d



	PL88457B1
	BIBLIOGRAPHY
	CLAIMS
	DRAWINGS
	DESCRIPTION


